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#31 ## #### #31, #5(-#s)- #51^-# #31 # 

f^Ka 31#^#-# #31-1- ^##<3 ol^###. ###21- #3^## ^##.2.5. PECVD 

## CVD diS-£i 7}iv} 3)## 7>^S #4i ##7l- #### #^3l 

7-1 °1 ■?•###, ##^# ## # 3HH # ##<3 ### ## ## 31 ^ 11 -, # 4i , ## 

#^(N 2 0), #i, o>5 3. 7>i 7>#3 1 ## O]#-§- S ##c3 ####. ^£efl7liM7l- 

#4i<3#(H+)# #^#71# ## #4^ ISSfl^liEOl ## a. #tg# 3. 
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[^Hl 

^x]$] hJ-^ {METHOD OF PATTERNING SiOC LAYER 

FOR SEMICONDUCTOR DEVICES} 

S.l^r eFsKIs} ^ #<N1 ^} 

^-o\] ^ ^(footing) ^4 Vo 1 i-fE}- 

£2 Lfl^l £4^ °fl A 1 7l^r i4 

-£5a ^*1 -£5c^ ^ 2 } nj-s}- 4+5}^^ -t5}^4 

S tt ^sKVs} 3H1 sflu-i- *1*]-^1 D 1 

* c}|^: ^ 

100: 71^- 110,111: ^sKts} 

113: ^rs}<4S} ^3e|^sv sflEl 130: Y£e^liE D -| 

133: sflU 140: S.S. v}^3. 
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# ^>£^1] #7] All 2: #^<>11 il# ^Ml^Tll# 

7>i #5K>S|- 5flE^ ^ ^Jolcf. 

#5. *11 #71 # 2# .n^^sHl ## ^i## 3 . 7 ] 7 } #o}7|jl ^ 7 } a]-o]^] 

Tlsl ^ HflAi4 ^7}, WflAd^l- til}74 7}o}°) T^JE Tfl# #^s-7]l ^rf. 2#, di# EL# 

^#4 4# Wfl#4 Cf#2}-o]l !##. #s> yflA] A>o]0^ ##£ #4#7fl 44. # # 4# 

°1 44 4l*>, 4°14 7l*| ffljsj A]Ei27l- ^^5)al 7]^ 7fl 3] X\ ^37} 

#71-44 Tl## ##] #£.*11 #4 #£ Si^Tr) RC X| ^(resistance capacitance 

delay)# iMS# #4. 

°]fl RC 4 # 4## #£*11 #44 #-^# 7-^}X|7lJL 2% ^7) ?} 3$. o]M. w o >7l 4 
71 #4 ### 444*11 S-^SlJI #4- 7>^, HflTd 7i ## ^7] #Sfl #Afl ^ro] A> 
#4# M- 4 2:# a.4 U]7-KVo] ## 4## Aj-g-SHr #« o] ##. RC 4 # 

# ## S 444 Wj-^ol 414 444 #4: 7-1 #### A}##i- 

#444. 4####: #£*ll #7 Ha 1 A^-g-# ^ ^#0} ###<>11 

4444. 7 }^, #####44 7 fl 3 guV t ^^ojA^Bl-O.^ ^o| A>-g-£]^ ^ 3 . #5}.# 

# 8 7g££ #£#, ## 7># #4 A}##^ A]#^- ####- P] 

### 3.7 4# 4 *j£44. 

#^4 #71 Tfl^ofl Af-g-#^ 7 i###_ 0 £ ^ ^ ^ o] E > #- 1 =.#, ## 7 flO] ^ 
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SOG Til'll 44 s)- 4 - 0 ) o)s.-g- §}-« 7 ]^:^ #°1zl 7)4 4b >T XN ^ 

^°l7l, 3)sfl Al~g-£)44 ^ofl A}-g-£]ji 91^-. y o V 

^°1M- CVDCchemical vapor deposition) ^^o) 4J:3}- ia ]' 0 )l pX-cr 3 °ls)-s) u l-n-^i# 

-§- 7M 4 1 9XA. =l&z\], SOGCspin on glass)^-8: %-Zt *}-%-lk 

^-8-, tM^I ^Mr ^§<HH sv°l ^17} 9191 k )-. 

^, SOG^-^l ^4M1 ^ <£d\) a)z)- ; Af^l, ^ ^I^HI tfltfl 41 

i£ D 43.S A}-g-§l-7l 0 )^°- ^ol ^X^rq-. 

SOG *\ -8-^# 14 ) 40 . 5 . s) -k)-7\ e1s(- 

44s)- ^&)^(Si0C)e]-olcf. bIsRVS}- 4s]^-^-8r ^e)^- 44$K v (Si0 2 )°il ^(C)7> £4 

(doping)^ 1: ^ &E)-. H'S^S)- *\] ^7) (CH 3 -)^- ^-R-7) 

7 ]- 7>A 1 (siH4)o1lA- : | §>14 0 ) 4 - 0 ) 4 ^ 4 - 444 - 0 ) ^4 a)- 43 ](methy 1 

silane) 7))^ 7lE}- -£-7^4- 4 ^S)^o] 444 7}^9)- N 2 0, 0 2 ^ 44^ 4)^7} 4-R- 
€ 7}^ 4 N 2 , NH 3 , ^#(He), ^^-(Ar) ^ 7l]5)o) 7 }^ <4 4 - 7 )) ^-g-zr}^ 

PECVD(plasma enhanced chemical vapor deposition) 1 ^ SLS. 44 ’?I:# 0 i^I^f. °1^7)1 ^ 

2.7 ifl^l 3.0 4 ) 44 ^4 7 ].^^ j SOG^ 

^414 9Xk}9± t £°)}Ai 44 ^ 44 . 

715)4, 0)4 3 ) ^4^1 4444 42 ^^ ^ 43 sj-^j °fl *1 ^- 2 -^ 7>>i( source 
gas), 7))5)o] 7)-;4i( carrier gas)°)l lldE -£147]- 44°fl ‘HY- -£.4^14. H 

^)JL, 44°il JC^-ig 4 ^ 44^ 4444 4^1^44 §)-7l 4 4 SSe)dSZL 2 fl 

4 4*34: 4^4 nfl ^£511*1 >1^71- 444 nfl MMJjS)fe 0)44 444°] S .^} 

Al^E vflofl 3)4 ^fo] #44 (polymer)7> ^^S)^ 44 H ^^^1 «>-§”§- M 
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44. 71 #4 44-°l °l^°i^I 4^5. sflUo) t^^I-tII 44 44 >J7 f 

SI# #4 434 #444 <^7} 4^44 ^ (footing) 

44-°l #444. 

<14> #4, 4 44 #4 44# -H#4 *K£*11 #4 4444 p]/H sfl^ ^ 

4 #°1 4-8-4# 44 #44 #£3l4^J=<>fl4 44*1 44 ^ nl^Tfl 44. 44 ## 
4 S£iifl4^^ 6 ll4# ## 4-g-ofl 4 ^ iisjlxlAE^ 4 ^]e}o]^|^ 444# ^ 

714 ^rr£i 0 ]-8: 0 l #4-#- 44" #4 In.## 4|°l3.(post exposure bake) 44l°]14 #°3| 

44 ^ O) 5S51171AE vfloll 3]4 444 #E)4 44 ## ## 4 

-§- 4 - ##4 44. °1 4444 4 4# ##4#°1 ^44 oir}. Zi4^1, #7H 
#44 ##4 ^^o]4o] s.s.efl^l^S 44^1 4444 4&)#4-°11 #44 4#4 4 

4-4-4 #4 # «il4 3 . 7 } 4^44# 44=4 4-4-4-44- #444 # 44 44. 444 

##44##4 4444- 44444 3 #4# 44444 44444# 

7f 4# 4445. 44 °144s 4444 44 4°14. 

[##4 o]s.ji4 4^ 444 4^]] 

<i5> 4 444 444 44 #4 4 #4### 4444 4444# 444 44 4 4 

4 444 4444 ##ell4#s. 444 4444 4444 &# 444# 7)14471 4 

4 444. 

<ie> 444, 4 #4# 4#*11 4444 4444 #4€-4# 444 444 4444 
#4## 44 444 i£efl4is 414# 4444 44# 444# 4# #4## 4 
4. 
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zgAg^ xrfl ^ 

^ y o^l% v *r y c^^r 7fl^Kr 53-ir ^ 

c Hm sfl€-i- ^SHMl 4 *11 ^Rr 3}-i- -=-*} 

^ ^ *}--§-] 

^71 -5^4- ^*}7) $)*); £r 'Q-'g 2] 7} ^ <5} 

t± 'M, elsRVsl- l-ef-su}- ^sRI ^Tj], hJ-sR+s}- ^5^e| 

$H ^f^Rn. slRi^Rr #7}1§ ^ti]s>cg oi^^^icf. 

£• ^°1H, Elixirs}- PECVD y^*_ CVD ^o_s_ 

7}iR 7flB}<4 7}is nil ^^>71- 

ZL^Jl ^sRls}- ^Sl^SRH t^Ap} a] Si clTll^ 7l^ol ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

°fl «, *r±, ^ ^(N 2 0), 6>s.^ 7>i 71-^Cfl <5>u|- oRKg- 2^}^ ^-g- 

^ ^o] y>^-2]5TH , °1 2l^ 7}^^r #5l-^n>S). Al^l ^i\-^v} *§^^\2-5.*| 

ol^-CgAlcl- 

£- 1 |H3 6 IH x\2)7\ ol^-ol^l 4: ol^o]^]^ issldiiiiefl^ 4, 

I£5ll7lil ^ ^7§£- p}A 3 ic^R ^ f- 

^Tgoltf. ojnfl ARg-Sjfe- i^X| o]^-(H+)^ 

’t^RHzr W ^#<8 3-?- £- 4 Vt 3£t €• I4t 4 &tR nsl 

-S ^ ^ ±3$ 41 Hfloj^Cpost 

exposure bake)7} cjRfl °]^5l^4. 
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°14 £4# #£444 44 4# ^ 1 - 44# 444 4^4431 44 . 

£2 44 £44 £ 1 <=411 <Hl4 44 2 ] 714 #44 44"!- 7fl44_0£ 4 

44# #4 44£°14. 

£21- 4 47114 ^o] o]j=lo]4 714(100) 44 4444 4 4 #4 

(110)4- *1444. 4444 4 4 #4(110)# #£ #4 444££ 4 #4 4, PECVD 4 

4#£ 444# cl] ,1 ifl*] lOTorr 4£4 <y-e]4 200 44 400°C4 ^£ 44# o]j=lo] 

44. £#£ 44 #4 4£# #444 44 Me] 44 444(trimethyl 

silane) 7}£4- #£* #4471 44 N 2 0, 0 2 7]-£7> 4#S]ji, 7 fl£)o] 7]-££ 4£4 
°}£# 7}£7> 4-8-4&4. °14, £4 44 44 4# 4444 ££(mono) 44 444 
, 4(di) 44 444, 4£4(tetra) 44 444 #4 44 444 444 4-8-47 ]4 
, 44 471 44# 7>£7]- 4-8-4 4 44. 

4444 44^4(110)0] 444 44(100)4 44^4 444- 4444 

#4^4 444 4444 44^4(111)4 4444. #4^4 44 444 4444 
4444 44^4(no)4 ^ 4 ^ PECVD ^w]°il tP| 4 4#£ o^o]*) 4 44 . ojnfl, 
#£4- 444 4444 44^4(no)4 ^4 £44 444 1 44 10 Torr 4£4 4 
44 200 44 400°C4 #£# 444 4 Si£4, 44£4# 444 7>££^ 4 #, 4 
£, 44 #£, 4£44, 4£, 4£, 44 44 £444 444 4 Si4. 

4, # 4£4 44 -g- 7 f£4 o]i- 7 ]-£4 444 4 44 01 - 44 , 4444 44# 
4 ##44 4£4 #£4 4444 £44 4 7] 4 4 £4 444444 £#4 444 
4£ 44# 7 ]4 ££4# 4444 # Si# #4-£4 £££ 7 f£o]ig 7 ]-# 44 . 14 
£4 7]44 44# 10 44 20 £ 4££ 44. 
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< 27 > je3-§- 44:44, * 4^4 4 4€ 4444 *4^4(111) 4°fl 44 *44 1 £ 

314^^4(130)01 ^ (spin coating) 44-^-5- £S44. n^JL 4^3. 

(140) 444 SS.3143;e4( 130)4 44 h^%°] 44444. 1^4 °1 ^1 

4* 444 4*4 *4444 44 4* 444447b 444 4-g-i: 

4 ^ 4*4 4444 . 

<28> 44433., 3*4 4*44 44* *£ 80°C 4^4 3* 4 4143* 4444 

44 444 **4*4 44 44 444 < M°)1 441 344 4 44 3Se]14*34 e fl 
4 *444 *41 4*4 %44 4*444-. 

<29> 2.4* *2:4-4, 2* * 4143* *4*2 4** *4*4 2*31432 sfl Ig 

(133)4: 4^44-. 44 4 4 314 *414 44-44 *444 47143, 

2*44 &* *** *4- 2231432 44(133)* 4*4 44 . 2.42 o] 22314 
is 4*0-33)* ^Z| 4-222 **4 lb*** *4*4* 4444 *4 * *4 4 
44 44-44- 44*4 44013)* 4444. 

<30> 4 *, iseil^liE 414033)* 31443 71*41 2**4 4*444 44-44- 

44444 44 * 44 444 444 : 444 44 . 

<3i> 44, 444 [Si]4 44-44- 4444 44 4 44 414- 44 4 7>4 

4 414 t^ D j. 441 - ^4tb 44^ 4444 4***4 441- 444 444, [2 
2]4 44-44 4444 44 4 *-§- *4-34- 44* 44 **4 44 ^ 4-4 4* 
*** 44* 444 444-. 
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.(N 2 0) *el^> ^e] 
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3 W ~ 
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W7IH1- 

|0 

'S-Efl 

^.tfls.) 

2.84 

|202 i 

2.91 

|403 

2.91 

603: 

2.90 


*1^ 3^°)} AAA 4^# H-A, [31] AA A firSH+s* 

^7M: 2 % ol^ ^-cf. ^2)7}- A 

3. ^1*1*1 °>jl, i AAA 

^ °l 334 - ^ 1 # AAA *r 515 a ^^1 5 L 5 c^ A # 5 )- 

Z^A *15H °\A\ <£o]A. 35-^ °1 

°}A. 

3.A, [S2 ]# -H3^}i£, ^A^A AAA *1*HI !4€r AA^. 2% o]ufls. 

#e}^P> x\?) ^AA a >°>^14r 7|-4 ^-§-i: 7L2 ]jl, 5. 

oll^ *g^s| M-eW* 1 ?>A4 ^f->£ lOi As. A ul-ft-*!-§;£] ^7}^ 

(saturation) 
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O^ :SbB ^ ^£7> ^ *}°1^1 7fl3]X|ei^ ^7>* <* *H ^ 

^ Slcf. iE^h ^1 7} ^ ^}°]^ ?1 A 8 7fl3J]Al 

€it #*J ^ SM. 

jL^f] 

-£■ °11 A 1 3 flt-i ^ ^eflcq ■«. 

^ ^-g- ^*1*H ^sKds}- 413^- $H i£5l]7liE sflU^- ^ $1 

t}. ^ ^SHOrS* 5 fl^d4- ^ , ## «tidd ^> 

°1^ ^ #&|ZL A>o]^ 7 ]/$ 7flBlAl^^^- 2.2^ 2.S. ^^1^ ^r $1^. 
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1] 

7 )^ 0 ]] Els^S)- #31, 

A oM tflth ^^1^ #31* 

#e}^p> ^el# ^7} #5K>sf- #5}^# #31 ^^}JL 31###- 

TT #311- ^Hl«H °l^ Lc H^l^r #£# ### #3-##- 1#^# 3## ##. 

2] 

31 1 #31 ###, 

#7l ##-##- CVD ####, 

#7l ##-##- #5l-^# ## 7j-^i 5E# 711## 7}ii ##: ## 

1- Ifsfe 7>^7f ^##4- ^8 £-5. ## #£31 ##4 ##-#3}- 4#^-# #E|# 
##. 

[### 3] 

*11 1 # £# *11 2 #31 ###, 

4 V 7l 4#£# # El #31# a o V 7 ] 7]^-o| ##4 ##3l 4#, ## 4 

£(N 2 0), ^±, <#=# 7>£ 7}4#] ##£ #-#§ #^### ^ 

£ ## #£31 ### #3}-#5}- #### 511 El # ## . 

[### 4] 

*ll 1 #31 ###, 

#71 #### 4###4 #### #31 # #7l ##-£# ## #31# PECVD4 ^ 
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^ O] A]*=-(in situ)S ^3-a- ^-<3 

3- 412^^ « c l^ . 

5] 

^ 1 *J- 214r *11 4 %M] $Z<H>H , 

4M ^sR^s}- 413 ^ #*}] ^ 4M t^n} *1 b1 ^-^1^- < ^^ 1 vfl^] io 

Torr, 200 ifl*l 400 °C °] °1 *1 sj-R aVE.^1 #*1^1 

6 ] 

*11 1 1M1 £M A i, 

4M ^sRis}- ^2l^2V ^ ^ 413 2i^2i 7>i^_ a}<|33} 

(si lane)°l| a] SIR o)^^\ ^± 7 ) 7 } ^1 ^7](CH 3 -)S. a}:^ v\]z} a>^^1 t}}^ 7}^ 
A]~g-S|-JL, <4dh£]1 4^4- 7 >a.^. <43}- 4^(N 2 0) E£R <44i-i- A]~gR4|- f^}o.s S}^ 
#*1 ^ ^sRlR a3e}^e}- sflE-}^ wj-^. 

I^^S" 7] 

*1] 1 %H1 Sl^H, 

4M 31_g.5 |]A]ae^ in^-(light exposure) a} ^r4i 0 l£:(H+)-8- eT''•<§ a] 7 ] 3}-3}- =%■ 

^ ^>*1^ EISJ-AVS}- 41 5flE}^ 

y o^. 

[^T 1 ^ 8] 

*11 1 D- SE^ *11 7 4M1 £Ma], 
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#*# '#?} 31 El##* #31* 

SS. ##3l i^#A] 7 ]^ In# #7fl, 

i^# *- 31 °1-E5L(post exposure bake) #31, 

## #31* *### °1*#^1* #* #* #£31 #3# # 2 }-*si- # 

el*# 31## ##. 
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